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This thesis deals with precise surface topography measurement
topography of selected samples was analyzed with interferometric
interferometry and wavelength scanning interferometry. These
achieving high measurement speed, wide fiel
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Kritickym faktorem pro funkcnost optickych ¢i mechanickych komponent
v prumyslu je jejich kvalita a pfesnost. Jako priklady si Ize predstavit
sferické a asferické cocky, hranoly, freeformy ¢i mechanické posuvniky,
jenz nachdzeji Siroké pole uplatnéni v prumyslu. Proto je kladen velky
duraz na vyvoj systému schopnych velmi presného méreni kvality
komponent, v tomto pripadé kvality povrchu, tedy topografie povrchu.
Mezi bézné pouzivane metody v praxi patri kontaktni metody (napr.
mikroskopie atomarnich sil) a metody nekontaktni. Tato prace se zabyva
nekontaktnimi interferometrickymi metodami, jenz vynikaji dosahovanou
presnosti, ktera v pripadé jednovinoveé interferometrie dosahuje
standardné desitek nanometru (desetiny vinové délky pouzitého zdroje
zareni) a rychlosti vyhodnoceni meéreni. Oproti kontaktnim maji zaroven
Sirsi zorné pole a neposkozuji vzorek. [2]

Cilemm prace bylo sestaveni funkcniho meériciho
interferometrického systému schopného vyhodnotit povrchy
vybranych vzorku. Mé&Fici soustava je rozdélena na optickou
soustavu, jenz odpovida uskupeni interferometru Twyman-
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zmenou faze (pro mereni relativhich vzdalenosti) a Interferometrie i , o
skenovani vinovou délkou (pro meéreni absolutnich vzdalenosti) ve Obrazek 2 - Vysledky méreni

zkonstruovaneém interferometrickém setupu typu Twyman-Green, schéma
znazorneno na Obrazku 1. Komponenty setupu jsou ovladany programove.
Prototypové laserové diody (760; 773; 780, 785 ; 852 nm) umoznuji
teplotni preladitelnost v rozsahu 1.3 nm (tedy i zménu frekvence).

Metody jsou zalozeny na fyzikalnim jevu interference, jenz popisuje
rovnice (1). Cilem je stanoveni OPD v kazdém pixelu interferogramu. V
pripadé relativni interferometrie je topografie vyhodnocena ctyrkrokovym

algoritmem, viz [1], kde je OPD vypocteno dle rovnice (3), faze je
stanovena dle rovnice (2). Soustava 5-ti laserl umoziuje Sirokou variabilitu
pri vyuziti mérenim pomoci synteticke vinove delky, viz rce (4), a tim

dynamicky rozsah meéreni. Absolutni interferometrie vychazi z obecné
rovnice (5), kde nasledny vypocet OPD je zalozen na rovnici (6).

Prenosova soustava a analytické pristroje Optickad soustava

Byly testovany ctyri vzorky LT zrcadlo, HT zrcadlo, artefakt a
difusni plech (nevyobrazen), viz Obr. 2 vyse. Na vzorcich zrcadel
byly oveéreny principy metod a zvyseni dyn. rozsahu vyuzitim
synt. vin. délky. Vzorek artefakt byl vyuzit k porovnani metod
Rel. (RMS 5.9982 um, STD 1-10°3 um) a Abs. (RMS 5.9419 um,
STD 21072 um) interferometrie, které vysly ve shodé.

Tato prace potvrzuje vhodnost vyuziti interferometrickych

metod pro velmi rychlé meéreni topografie povrchu, kterée

dosahuje presnosti desitek nanometrd. Analyzu Ize

provést na velkém mnozstvi vzorkd v Sirokém zorném

-ﬂ poli. Metoda navic testovane vzorky pri analyze
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